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(57)摘要

一种基底材料切割、清洗、干燥系统，包括烘

箱，所述烘箱为真空烘箱，在真空烘箱内设有切

片机，在切片机下部的烘箱内设置有传送装置，

在传送装置出料口对应的烘箱内设置有清洗装

置；切片机设置在真空烘箱的箱壁上，在切片机

对应的箱壁上设置有进料口，进料口设置有密封

盖；在清洗装置对应的真空烘箱顶部设置有溶液

注入口，在清洗装置的底部设置有带阀门的排液

管，排液管伸出到真空烘箱外面，清洗装置为超

声清洗机。该系统将切割、清洗和干燥融合为一

体，彻底解决三种设备间传输问题，大幅节约工

作时间。

权利要求书1页  说明书3页  附图2页

CN 212094667 U

2020.12.08

CN
 2
12
09
46
67
 U



1.一种基底材料切割、清洗、干燥系统，包括烘箱，其特征在于：所述烘箱为真空烘箱，

在真空烘箱内设有切片机，在切片机下部的烘箱内设置有传送装置，在传送装置出料口对

应的烘箱内设置有清洗装置；切片机设置在真空烘箱的箱壁上，在切片机对应的箱壁上设

置有进料口，进料口设置有密封盖；在清洗装置对应的真空烘箱顶部设置有溶液注入口，在

清洗装置的底部设置有带阀门的排液管，排液管伸出到真空烘箱外面，清洗装置为超声清

洗机。

2.根据权利要求1所述的基底材料切割、清洗、干燥系统，其特征在于：所述切片机包括

切片平台，切片平台安装在真空烘箱的后壁上，在切片平台上设置有切口，在切口对应的上

部设置有切割刀具，切割刀具通过伸缩装置设置在真空烘箱的后壁上。

3.根据权利要求1所述的基底材料切割、清洗、干燥系统，其特征在于：所述传送装置为

传送带。

4.根据权利要求1所述的基底材料切割、清洗、干燥系统，其特征在于：所述烘箱由箱体

和顶盖，顶盖一端与箱体后壁顶端铰接，顶盖四周设置有密封圈，顶盖与箱体密封连接。

5.根据权利要求1所述的基底材料切割、清洗、干燥系统，其特征在于：所述超声清洗机

的清洗槽内还设置有网状支撑平台，网状支撑平台包括支撑架，支撑架包括顶板和底框，顶

板和底框的同一侧通过两个支柱固定连接，远离支柱的底框端上铰接有网板，靠近支柱的

网板端固定有钢丝绳，钢丝绳的顶部连接到电动葫芦上，电动葫芦固定在顶板的下表面上，

支撑架顶板为永磁体。
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一种基底材料切割、清洗、干燥系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于冶金，玻璃，热处理技术领域，具体地说涉及一种热处理过程中使

用的管切割、清洗和干燥设备。

背景技术

[0002] 制备自支撑析氢、析氧催化剂时，需要使用泡沫镍、泡沫铜、碳纸等作为基底材料。

以泡沫镍为例，经过切割-清洗-干燥后方可进行水热实验。一般先用剪刀或切片机切割泡

沫镍，之后用丙酮、稀盐酸、蒸馏水、乙醇等反复清洗，最后把泡沫镍放到真空烘箱内干燥得

到干净样品，文献中两行字描述完的过程需要2~3小时才能完成；其原因是切片机、超声清

洗机、真空烘箱这三种设备是独立工作的，需要研究人员的干预才能完成相应任务。

发明内容

[0003] 为使基底材料的处理流程能自主完成，需要将切片机、超声清洗机、真空烘箱融合

为一个基底材料处理模块，以解决基底材料在三种设备间的传输问题，目的是放入一块基

底材料，得到一片干净样品。

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种基底材料切割清洗干燥系统，该系统将切割、清

洗和干燥融合为一体，彻底解决三种设备间传输问题，大幅节约工作时间。

[0005] 本实用新型的目的是以下述方式实现的：

[0006] 一种基底材料切割、清洗、干燥系统，包括烘箱，所述烘箱为真空烘箱，在真空烘箱

内设有切片机，在切片机下部的烘箱内设置有传送装置，在传送装置出料口对应的烘箱内

设置有清洗装置；切片机设置在真空烘箱的箱壁上，在切片机对应的箱壁上设置有进料口，

进料口设置有密封盖；在清洗装置对应的真空烘箱顶部设置有溶液注入口，在清洗装置的

底部设置有带阀门的排液管，排液管伸出到真空烘箱外面，清洗装置为超声清洗机。

[0007] 上述基底材料切割、清洗、干燥系统，所述切片机包括切片平台，切片平台安装在

真空烘箱的后壁上，在切片平台上设置有切口，在切口对应的上部设置有切割刀具，切割刀

具固定在伸缩杆的底部，伸缩杆通过连接座固定在真空烘箱的后壁。

[0008] 上述基底材料切割、清洗、干燥系统，所述传送装置为传送带。

[0009] 上述基底材料切割、清洗、干燥系统，所述烘箱由箱体和顶盖，顶盖一端与箱体后

壁顶端铰接，顶盖四周设置有密封圈，顶盖与箱体密封连接。

[0010] 上述基底材料切割、清洗、干燥系统，所述超声清洗机的清洗槽内还设置有网状支

撑平台，网状支撑平台包括支撑架，支撑架包括顶板和底框，顶板和底框的同一侧通过两个

支柱固定连接，远离支柱的底框端上铰接有网板，靠近支柱的网板端固定有钢丝绳，钢丝绳

的顶部连接到电动葫芦上，电动葫芦固定在顶板的下表面上，撑架顶板为永磁体。

[0011] 通过采用上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0012] 本实用新型的将切片机、超声清洗机、真空烘箱融合为一个烘箱内，以解决基底材

料在三种设备间的传输问题，大幅提升工作效率。
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[0013] 本实用新型降低整体机构复杂程度，相对于将切片机、清洗机外置可以免去基底

材料进入烘箱时开闭烘箱门的动作，另外真空烘箱设置成顶部开门机构及基底材料支撑平

台的引入即方便手动取出基底材料，又可以使用其他机构将平台吊起，用于后续其他反应

例如：把基底材料倒入反应釜中，有利于后续水热实验的自动化进行。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型真空烘干箱删除前壁后的结构示意图。

[0015] 图2是图1超声清洗机删除前壁的结构示意图

[0016] 图3是网状支撑平台的结构示意图。

[0017] 图4是网状支撑平台的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 如图1至图4所示的一种基底材料切割、清洗、干燥系统，包括烘箱，所述烘箱为真

空烘箱9，在真空烘箱内设有切片机，在切片机下部的烘箱内设置有传送装置6，在传送装置

出料口对应的烘箱内设置有清洗装置8；切片机设置在真空烘箱的箱壁上，在切片机对应的

箱壁上设置有进料口1，进料口设置有密封盖；在清洗装置对应的真空烘箱顶部设置有溶液

注入口10，溶液注入口通过注入管连通，注入管伸出到真空烘箱后壁外面，且在注入管上设

置有阀门，在清洗装置的底部设置有带阀门的排液管，排液管伸出到真空烘箱外面，阀门的

位置在真空烘箱外部，清洗装置为超声清洗机。

[0019] 本实用新型的切片机包括切片平台2，切片平台安装在真空烘箱9的后壁上，在切

片平台上设置有切口4，在切口对应的上部设置有切割刀具3，切割刀具通过伸缩装置设置

在真空烘箱的后壁上，切割刀具固定在伸缩杆的底部，伸缩杆通过连接座固定在真空烘箱

的后壁。

[0020] 所述基底材料切割、清洗、干燥系统，所述传送装置为传送带。

[0021] 本实用新型的烘箱由箱体和顶盖，顶盖一端与箱体后壁顶端铰接，顶盖四周设置

有密封圈，顶盖与箱体密封连接。

[0022] 上述基底材料切割、清洗、干燥系统，所述超声清洗机的清洗槽11内还设置有网状

支撑平台5，网状支撑平台包括支撑架12，支撑架包括顶板13和底框，顶板和底框的同一侧

通过两个支柱14固定连接，远离支柱的底框端上铰接有网板15，靠近支柱的网板端固定有

钢丝绳16，钢丝绳的顶部连接到电动葫芦17上，电动葫芦固定在顶板的下表面上，架顶板为

永磁体，两个支柱之间的距离大于传送带的宽度，且传送带出料口正对两个支柱之间。

[0023] 本实用新型的网状支撑平台为运转装置，方便将切割清洗和干燥后的基底材料的

运转。

[0024] 本实用新型的切片机驱动装置、光电传感器、重力传感器、超声清洗装置的超声发

生器和真空烘箱均与控制器电连接。

[0025] 本实用新型的电动葫芦与控制器电连接。

[0026] 本实用新型的工作过程如下：

[0027] 需要切片清洗时，真空烘干箱的顶盖打开，将切片机的驱动装置与切割刀具进行

安装在一起，基底材料通过人工或者牵引设备通过进料口1进到切片平台2上，切割刀具靠
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近超声清洗装置的侧面设置有光电传感器，光电传感器感应到基底材料时，控制器控制切

片机驱动装置进行切割动作，将基底材料切割成需要的尺寸，下落到传送装置上，传送装置

内设置有重力传感器，传送装置感应到重力变化后信号传送到控制器，控制器启动传送装

置，将切割后的基底材料向超声清洗装置传送，基底材料进入到超声清洗装置。当传送装置

感觉到重力，控制器启示传送装置传送基底材料，紧接着传送装置感应不到重力时，控制器

控制传送装置停止，同时启示超声清洗装置进行超声清洗，超声清洗的时间根据不同的实

验或者工况设置不同的时间，时间一到停止清洗，启示排液管上的阀门（该阀门为电磁阀），

将清洗溶液排出，然后关闭阀门。然后将切割驱动装置拆除，盖上顶盖，真空烘箱开始进行

真空烘干作业，烘干时间可以根据实验或工况预先设定。

[0028] 本实用新型降低整体机构复杂程度，相对于将切片机、清洗机外置可以免去基底

材料进入烘箱时开闭烘箱门的动作，另外真空烘箱设置成顶部开门机构及基底材料支撑平

台的引入即方便手动取出基底材料，又可以使用其他机构将平台吊起，用于后续其他反应

例如：把基底材料倒入反应釜中，有利于后续水热实验的自动化进行。

[0029] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本领域的技术人员

来说，在不脱离本实用新型整体构思前提下，还可以作出若干改变和改进，这些也应该视为

本实用新型的保护范围，这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。

说　明　书 3/3 页

5

CN 212094667 U

5



图1

图2

图3

说　明　书　附　图 1/2 页

6

CN 212094667 U

6



图4
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